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密度处理时
,

可获得相似硬度分布 (见表 3
,

大约 5 20 一 5 60 H v)
,

而试样 B
:

存在最小表面不平

度 时 (见表 2
,

B :
一 20 8 < C :

一 24 7 < A :
~ 2 7 1 )

,

则在磨损第一阶段 (25
.

6 m 磨损距离内 )表现出

较其它试样有较高耐磨性
。

在磨损第二阶段产生相似的重量损失是因为相似的硬度分布
。

从

上述实验结果可看出抗磨性主要受表面不平度和硬度分布的控制
。

当能量密度 (1 2 1
.

ZJ/ m m
Z
)

大于能量密度 (90
.

gJ/ m m
,
)时

,

亦表现出相似结果
。

由于试样 C
,

表面光滑和硬度较高
,

故表现

出较好抗磨性
。

此外
,

当试样移动速度增加
,

恒定激光功率下亦同样改进抗磨性
。

最佳抗磨性

试样 A
:

具有最高硬度值和适当的表面不平度
.

虽然试样 A
.

具有最低硬度
,

但 由于磨损过程

中在较高应变硬化能力下使奥氏体转变为马氏体
,

从而产生较高抗磨性
。

在实验中还得出在较

高功率密度下表现出相似结果
。

在恒定移动速度下
,

激光功率 (或激光能量密度 )增加时
,

试样

A
;

在磨损最初阶段的重量损失等于试样 B
3 ,

但在 25
.

6 m 磨损距离以后
,

其抗磨性主要受硬度

控制
,

且随激光功率增加而增加
。

随激光处理能量密度升高
,

使金属表面硬度提高而导致金属磨损量减少
。

用扫描电镜观察

磨损表面形貌表明
,

试样 C
:

在磨损实验过程中
.

因磨料质点作用而产生犁沟
。

同时还看出高硬

度试样较软试样产生浅的沟槽
。

对高能密度处理的试样与低能密度处理的试样的抗磨性比较

后得出
:

高硬度金属材料在磨料质点作用下产生浅的犁沟
.

用扫描电镜观察激光表面 合金化试

样表面后
,

得 出磨损机理包括反复磨损过程中金属表面沟槽形成及磨损后期沟槽消除
.
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产品 简讯
·

高功率 CO :

激光器

DI A MO N D 82 o 和 8 25 两种新型封离式 CO : 激光器分别提供至少

率
,

每一种型号都可购买完整系统或用于系统整体化的标准组件单元
。

波脉冲和高峰值功率电平兼备可用于微细工程机械制造应用
。
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